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Wynalazek dotyczy mikroskopu, mogacego
stuzyé jako mikroskop poréwnawczy, do obser-
wacji w $wietle, wpadajacym pionowos badz
tez ukosnie.

Znane sg urzadzenia, ktoére przy badaniaci
mikroskopowych obiektéw nieprzejrzystych, po-
woduja pionowe lub uko$ne rzutowanie wigzki
promieni oswietlajacych. Pierwsze z nich stosu-
je sie przy obserwacjach w polu zaciemnio-
nym. Przejscie z jednego sposobu o$wietlania
na drugi sposéb, wymaga zmiany odpowiednie-
go urzadzenia. Mikroskop poréwnaweczy stano-
wi szczegblny przypadek mikroskopu do obser-
wacji w $wietle rzutujacym. W mikroskopie
porownawczym obrazy obu obiektéw (badanego
i wzorcowego) sg obserwowane i poréwnywane
jednoczesnie w przedzielonym polu widzenia
okularu. Przy tego rodzaju mikrosk_opach sto-
suje sie przewaznie pionowo rzutujgce swiatto,
co jednak nie stwarza zadowalajgcych mozli-
wosci badania powierzchni, ktérych chropowa-
tos¢ Hy jest wyzsza niz 0,5 y. Znane sg takize,
jednak rzadziej stosowane mikroskopy pordéw-
nawcze, w ktéorych badane’ obiekty obserwo-

wane sg przy pomocy ukosnie padajacego §wia-
tta. Obiekty, badany i wzorcowy, o$wietlon=
sg kazdy przez oddzielne zrédio §wiatla, przy .
czym S$wiatlo to nie pada ukosnie. Wspdlna
wadg obu tych mikroskopéw jest mozliwosé
stosowania jedynie ukos$nie padajgcego s$wia-
tla, oraz konieczno$¢ zastosowania dwoch obiek-
tywoéw. Dalsza wada ze wspomnianych wyzej
mikroskop6w, jest stosowanie dwodch zZrodet
§wiatla, co umozliwia dokladne poréwnywanie.
W drugim wypadku niska jest moc o$wietlenia.

Mikroskop wedlug wynalazku, umozliwia do-
wolne kierowanie wpadajgcego swiatla raz pio-
nowo raz ukosnie, na jeden lub dwa obiekty
jednocze$nie. Dzieki temu mozna szybko i la-
two przechodzi¢ on obserwacji w polu rozjasnio-
nym do obserwacji w polu zaciemnionym
i odwrotnie. Przy mikroskopie poréwnawczym
mozna wybraé¢ taki sposéb obserwacji, ktdry
najlepiej odpowiada strukturze obiektu badane-
go lub wzorcowego. )

Zgodnie z wynalazkiem mikroskop dla obser-
wacji w $§wietle wpadajgcym, a w szczego6lnosci
mikroskcp poréwnawczy znamienny jest tym,



ze naipdittlerzehnie badanego obiektu lub obiek-
tow (badanege i wzorcowego) skierowaé mozna
$wiatlo dowolnie, pionowo lub ukosnie, przez
co mozna przeprowadzaé obserwacje w polu
rozjasnionym lub zaciemnionym albo dokony-
waé porownan powierzchni przy réwnolegiym
rozproszonym odbiciu $wiatta. .

- Na rysunku fig. 1 przedstawia schematycz-
nie ‘spos6b wykonania urzadzenia. wedlug wy-
nalazku, fig. 2 ~— schematycznie to urzadze-
nie przy mikroskopie poréwnawczym, a fig.
3 i 4 przedstawiaja rozwigzanie konstrukcyjne
elementéw optycznych, przedstawionych na
fig. 2.

Wedtug fig. 1, przy oswietleniu prostopadiym
promienie ze zrddia $wiatla 30 dla oswietlenia
prostopadlego biegng .przez kondensor 31 do
o$wietlenia ,prostopadlego i padajg na poéiprze-
puszc‘z'alna powierzchnie cdbijajaca, ktéra po-
siada celowo ksztalt pélprzepuszczalnej kost-
ki sze$ciennej 32. Odbite od obiektu promie-
nie przechodza z powrotem przez czlon poél-
 przepuszczalny 32 do oblektywu 33 i do oku-
laru 34.

- Przy o$wietleniu ukos$nym promienie ze Zr6-
dla $wiatla 35 przeznaczonego dla uko$nego
oswietlenia przechodza przez kondensor' 36 do
- o$wietlania “ukos$nego i padaJa na zwierciadlo
37, ktére zalamuje bieg promleni pod -odpo-
wiednim kgtem, na przyklad 45° i rzuca je na
badany obiekt. Dalszy przebieg promieni jest
taki sam, jak przy o$wietleniu prostopadlym.
Ze wzgledéw konstrukcyjnych, koniecznym jest
czesto umieszczenie zrédia §wiatta 35 w innym
‘miejscu’ urzadzenia, np. w punkcie 35a. Wy-
maga to odpowiedniego nachylenia zwiérciadia
39 albo zastosowania dodatkowego zwiercia-
dia 38 i przestawienia kondensora w poloze-
nie 36a. '

Fig. 2 — przedstaw1a zastosowanie takiego
urzqdzema w mikroskopie poréwnawczym. Przy

oswletlemu prostopadiym, promienie ze Zrédla

éWiatla 1 do prostopadiego o$wietlenia, po-
przez szybe matows 2 i kondensor 3 dla o$wie-
tlenia prostopadlego, padaja na péiprzepuszczal~
ng plaszezyzne odbijajaca, ktéra celowo po-
siada ksztalt poélprzepuszczalnego szeScianu 4
(zwanego dalej polprzepuszczalnym czionem 4).
w elemencle tym promienie rozdzielaja sie na
dwa prostopadle do siebie kierunki, o$wietla-
jac cze$é obiektu wzorcowego "7, przystonietego
przez przestone 5, oraz «cze$é obiektu badane-
go 8, przyslonigtego przez przestone 6. Oswie-
tlone czgéci cbiektu wzorcowego 7 i badanego 8

ograniczone sj przez polokragte otwory oraz
przez obie przestony 5 i 6. :
Promienie odbite przechodzg przez péiprze-
puszczalny czilon ‘4 do obiektywu 9 i do oku-
laru 10. Pole widzenia okularu wydaje sie byé
podzielone na dwie czesci, w ktérych mozna
jednoczeénie obserwowaé oba _obiekty (bada-
ny i wzdrcowy). .
Przy o$wietleniu ukofénym, promienie ze zro-
dla $wiatlta 11 dla o$wietlenia uko$nego, prze-
chodza przez kondensor 12 przeznaczony dla
o$wietlenia uko$nego i padaja na 'péiprzepusz-
czalng plaszczyzne odbijajaca, ktéra celowo po-
siada ‘ksztalt polprzepuszczalnego szescianu 13
dla o$wietlenia ukos$nego. Tu promienie rozdzie-
laja sie na dwa prostopadie do siebie kierunki-
i odbijaja sie¢ od dwéch zwierciadet 14, 15. Po-
tozenie tych zwierciadet zaznaczone jest perspe-
ktywicznie na fig. 2. Po odbiciu od zwierciadet
promienie padajg uko$nie na powierzchnie
oswietlonej czesSci obiektu wzorcowego 7
i o$wietlonej czesci obiektu badanego 8. Pew-
na cze$¢ tych promieni, po odbiciu si¢ od mi-
groskcpowych i makroskopowych nieréwnosci-
powierzchni, rzutowana. jest na poOlprzepusz-
czalny czlon 4, po czym promienie te biegng

poprzez obiektyw 9 do okularu 10.

"Przy tym o§wietleniu uplastycznione sg chro-
powatosci powierzchni podezas, gdy wigksza
cze$é¢ promieni - odbitych od blyszczacych i glad-

. kich powxerzchni przebiega poza torem optycz-
'nym mlkroskopu porbwnawczego Z tego po-

wodu o$wietlenie ukoé_ng. przy powierzchniach
btyszezacych moze stuzyé do pomiaru wzgled-

nego pclysku; bardziej blys-zc;zqcej powierzchni

odpowiada ciemniejsze pole. Kat padania mo-
ze byé regulowany przez odpowiednie nasta-
wienie zwierciadel. W opisywanym wypadku
wybrano kat 45°.

Rozwigzanie konstrukcyme przedstawionych
na fig. 2 optycznych czeéci sktadowych uwi-
docznicno na fig. 3 i 4, przy czym fig. 3

‘przedstawia przeliréj pionowy przez korpus

mlkroskopu 16 w czesci przeznaczonej dla pio-
nowego osw1et1ema, a fig. 4 przekroj poziomv
przez oba systemy os$wietlenia i przekréj pio-
nowy oraz przez czes¢ do 0§w1et1ema ukos$ne-
go obiektu badanego. '

Oznaczenia cyfrowe wszystkich odpowiadaja- .
cych sobie’ cze§c1 skladowych na. fig. 2, 3 i 4
sa jednakowe.

Rozwigzanie konstrukcyjne o §wietlenia
w przypadku o$wietlenia pionowego jest uwi-
docznione w przekroju pionowym na fig. 2
i czeSciowo na fig. 4 o przekroju poziomym.
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Rozwigzanie konstrukcyjne systemu oswietle-
nia ' przy  ofwietleniu ukoénym jest uwidecz-
nione na fig. 4, przy czym- ezest stuzaca do
odwietlenia obiektu wzorcowego uwidoczniono
w przekroju poziomym, natomiast czeé¢ prze-
znaczong do oswietienia obiektu badanego
w przekroju- piemowym. Na rysunku uwidecz-
niono takze droge przebiegu promieni przy
ofwietleniu ukofnym. ’
Na fig. 2 uwidocznione jest rozwigzaniec kon-
strukcyjne calego mikroskopu poréwnawczego
jednookularowego z tubusem o statej diugosci.
Cyfra 17 oznaczony jest tubus okularu, 16 —
korpus mikroskopu, a 18 — uchwyt ze sztucz-
nego tworzywa z wbudowanym transformato-
rem elektrycznym (120—220 V/6V). Prad elek-
tryczny jest doprowadzony z sieci poprzez
sznur 20 do listwy z zaciskami 21 i stad do
transformatora 19. Prad z uzwojenia wtornego,
posiadajacy napiecie 6 -V, jest doprowadzony
poprzez listwe z zaciskami do przelgcznika 22.
Jedna potowa tego przelgcznika stuzy do o$wie-
tlenia pionowego, a druga polewa — do oswie-
tlenia ukos$nego. Z przelgcznika prad przebie-
ga do zrodel Swiatlta 1 i 11 (fig. 4). Wylacznik

sieciowy pradu elektrycznego znajduje sie przy

sznurze poza mikroskopem.. Jezeli nie ma do-
stepu do pradu sieciowego, . mozna dolaczyé
bezposrednio do listwy z zaciskami zZrodio pra-

du stalego lub zmiennego o napigciu & V, przy :
czym nie trzeba. wymienia¢ zaréwek, ktore

obliczone sa na napiecie 6 V.
Mikroskop zaopatrzony jest w uklad obiek-

tywow (3X) i w uklad okularéw, ktére umo-

7liwiaja powiekszenie od 12 X 60 X. Osiagnig-
. cie odpowiedniej ostrosci nastepuje przez prze-
suwanie okularu. Tubus okularu wmnozliwia za-
stosowanie nakladanej kamery. Azeby uchro-
ni¢ obiekt wzorcowy przed otarciem, przesto-
na obiektu wzorcowego wykonana jest ze
sztucznego tworzywa. Przy glownym korpusie
mikroskopu mozna =zastosowaé réwniez roézne
prowadnice odpowiadajace roézinym ksztaittom
obiektu wzorcowego.

Pryzmat 23 ze sprezyng dociskowa 24 umiesz-
czony na trzpieniu prowadniczym 25, moze by¢
nastawiany przez §rube nastawcza 26, umozli-
wiajacg wlasciwe nalozenie mikroskopu na
obiektyw o $rednicy do 6 mm. Obserwacja
obiektdw o mniejszej $rednicy. jest réwniez
mozliwa. Przy obserwacji obiektéw plaskich,
pryzmat 23 nastawia si¢ w ten spos6b, ze mi-
kroskop jest nasadzony na obiekt badany za
pomoca przestony 6 oraz dolnej cze$ei pryzma-
tu 23. Przy waskich rowkach wzglednie przy

otworach wpustowyeh, pryznat 23 moina zdiaé,
rozluzniajac zupelnie Srube 26 przez co 2wol-
niona zostaje podkiadka 27 i trzpietr prowad-
niczy mozna wykrecié tak, ze pozestaje tylko
wilasciwa czeé¢ mikroskopu. Ruchoma przy-
krywka 28 zapewnia dostep do Zaréwek. Jest.
ona zaopatrzona w okienko kontrolne 29
- Kombinacja oswietlenia pionowego i ukesne-
go za pomoca $wiatla padajgcego oraz jnne
elementy konstrukcyjne tworza calo$é, ktdora
jako urzadzenie stosowane dla  wizualnych meé-
tod poréwnawczych, umozliwia szerokie ich
stosowanie np. przy okreslanip jako$ei obiek-
téw metalowych i niemetalowych, tkanin, pa-
pieru, powloki filméw oraz przy okreslaniu
wielko$ci ziarenek materialéw sproszkowanych
itd.
~ W polaczeniu z czgéciami dodatkowymi (jak
np. obiektowy mikromierz poréwnawczy, filtry
kolorowe i polaryzujace, kamera do nasadza-
nia lub specjalne uchwyty obiektéw badanych)
urzadzenie zgodne z wynalazkiem przedstawia
sobg odpowiedni instrument laboratoryjny, kt6-
ry moze byé¢ zastosowany do okre$lania rozma-
itych wilasciwosci powierzchni, przez wizualne
poréwnanie, oraz do bezpos$rednich pomiaréw
dtugosci i powierzchni.

Dogodny ksztalt i maly cigzar mikroskopu
czynia go odpowiednim réwniez dla zastoso-
wania warsztatowego.

Zastrzezenia patentowe

1. Mikroskop poréwnawczy do obserwacji
w $wietle rzutujgcym, znamienny tym, ze
czes¢ optyczna systemu oswietleniowego skia-
da sie z kondensora do o$wietlenia uko$ne-'
go (36 lub 36ai i ze zwierciadla odblaskoWe-
go (37), ktére ewentualnie jest uzupelnione .
dodatkowym zwierciadlem (38) i poélprze-
puszczalnym czilonem odbijajacym, bedgcym
najkorzystniej polprzepuszczalng kostka sze$-
cienng (32), ktoéra to kostka stanowi. jedno-
czes$nie cze_éé systemu optycznego do oswie-
tlenia pionowego. )

2. Mikroskop poréwnawézy do obserwacji

w §wietle rzutujacym, wedlug zastrz. 1, zna-

mienny tym, ze czg§é optyczna systemu

o$wietleniowego sklada sig¢ z kondensora (12'.

do o$wietlenia uko$nego, pOlprzepuszczal-

nego sze$cianu (13) do o$wietlenia ukosne-
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go, zwierciadel odblaskowych (14,°15) i z pbi-
przepuszczalnego szesScianu (4), ktéry stano-
wi jednoczes$nie cze$é optycznego systemu
do os$wietlenia pionowego, przy czym oba
uklady oswietlenia, cze$¢ optyczna, cze$é
elektryczna, uchwyt i pryzmat stanowia jed-
ng calosé. '

3. Miskroskop porownawczy do obserwacji

w $wietle rzutujacym, wedtug zastrz. 1, 2,

znamienny tym, ze zawiera pryzmat (23) ze
sprezyng dociskcwag (24), umieszczony na
trzpieniu prowadzgcym (25) i nastawiany
za pomccg $ruby nastawczej (26), w okreslo-
ne polozenie nad badany przedmiot.

Meopta — Praha, narodni podnik

Zastepca: mgr Jozef Kaminski,
rzecznik patentowy
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